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１．概要（Summary） 

空気モードナノビーム共振器を用いたオンチップカー

ボンナノチューブ光源の開発研究を行っている．共振器

に結合したカーボンナノチューブの発光を導波路へと伝

搬させ，面方向へ高効率に光を取り出せるデバイスを設

計・作製し，その動作実証を行った． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置，超高速大面積電子線描

画装置，高速シリコン深掘りエッチング装置，高密度汎用

スパッタリング装置，クリーンドラフト潤沢超純水付，ステ

ルスダイサー，電子顕微鏡 

【実験方法】 

ナノビームの片側が光導波路になるように，片側に光

が漏れやすくなるような共振器構造を設計した．電子線描

画装置を用いて SOI ウエハ上に描画し，ドライエッチング

によって共振器-導波路構造を作製した．触媒領域を再

度電子線描画で作ったのち，共振器に結合した光を導波

路端面から取り出すために，ステルスダイサーを用いて，

チップ端面に導波路端面がでるようにダイシングした．デ

バイス構造作製後，研究室でカーボンナノチューブをデ

バイスに転写した．作製したデバイスの動作実証のため，

顕微分光測定を行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

SOI ウエハ面に鉛直な方向からデバイスをレーザで励

起し，導波路端面方向から発光スペクトル測定を行った．

共振器によって増強された単一の CNT からの発光を，導

波路を介して取り出すことに成功した． 
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Fig.1 A scanning electron micrograph of air-mode 

nanobeam cavities. 


